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パワーデバイスの過電流検知を目的とした

TSV 構造の MEMS ロゴスキーコイルの開発を行

っている。これまでの検討の結果、基板のシリコ

ン自体を導体として通電する場合、シリコン酸化

膜で絶縁されたロゴスキーコイルであっても、容

量性カップリングの影響で検出信号が不安定に

なる課題があった。 

そこで、シリコンに形成した多数の TSV を電

流端子として通電したときの MEMS ロゴスキー

コイルによる電流検知特性を調べた。作製した

MEMS ロゴスキーコイルを図 1 に示す。基板は高

比抵抗シリコン（＞10,000Ωcm）で、中央部

5mm×5mm のエリアに、Ni めっきした 11×11 の

TSV（Φ100µm）構造の電流端子を形成し、基板

の上下方向に通電できる構造とした。その周辺に、

TSV 構造のロゴスキーコイル（Φ100µm，137 タ

ーン，チップサイズ 10×10×0.3mm3）を形成した。 

電流測定系を図 2 に示す。中央部の電流端子上

下に、検出回路のリセット信号と同期したパルス

状の通電を行い、MEMS ロゴスキーコイルに発

生する誘導起電力を調べた。検出波形を図 3に示

す。パルスの立ち上がり（8A/0.2µs）で MEMS

ロゴスキーコイルにインパルス状の信号が検出

され、増幅、積分することで、パルスのオン時間

の領域でリファレンス電流センサと同様の安定

した出力が得られた。 

 

図 1. 作製した MEMS ロゴスキーコイル 

 

図 2. 電流測定系 
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図 3. 電流測定波形 
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